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1. Опис навчальної дисципліни

	Найменування показників 
	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти
	Характеристика навчальної дисципліни

	
	
	денна форма навчання
	заочна форма навчання

	Кількість кредитів – 3
	Галузь знань

10 Природничні науки.
(шифр і назва)
	вибіркова


	
	Напрям підготовки 
.                                         .
(шифр і назва)
	

	Модулів – 1
	Спеціальність (професійне
спрямування):
_104     Фізика та астрономія

	Рік підготовки:

	Змістових модулів – 2
	
	5-й
	

	Індивідуальне науково-дослідне завдання _не передбачено
	
	Семестр

	Загальна кількість годин - 180
	
	10-й
	

	
	
	Лекції, годин

	Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 7
	рівень 

вищої освіти:

магістр
	36
	

	
	
	Практичні, семінарські, годин

	
	
	18
	

	
	
	Лабораторні, годин

	
	
	
	

	
	
	Самостійна робота, годин

	
	
	126
	 

	
	
	У тому числі

індивідуальні завдання: 

-

	
	
	Вид контролю:

	
	
	екзамен
	


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 3:7
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета : Навчити студентів використовувати основні вимiрювальнi прилади при напилюваннi i дослідах характеристик плiвок, показати основні  принципи i переваги технологій напилювання.
Завдання дисципліни – показати студентам значимість с/к i можливість використання своїх знань на практиці, світову тенденцію переходу к наукоємнім технологіям.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: теоретичні основи методів отримання тонких плівок, контролю якості плівкових структур, процесів фотолітографії, принципи дії промислових установок для отримання плівок;
вміти: проводити контроль якості плівкових структур, проводити підготовку промислових установок для отримання плівок.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати тверді теоретичні знання та вміти використовувати їх при вирішенні конкретних задач. Необхідні методичні матеріали до практичних занять додаються
3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Фiзико-хiмiчнi основи iонної iмплантацiї. Достоїнства i недоліки різних методів напилення
Тема 1. Предмет с/к "Технологія тонких плівок". Мета та завдання дисципліни. Фiзико-хiмiчнi основи іонної iмплантацiї. Проекція пробігу.  Електронна тормозна властивість. Радiацiйне порушення в мiшенi. Профіль розподілу концентрації домішок iонiв. Каналiровання iонiв. Критичний кут каналiровання. Схема утворення реального профілю концентрації.  Ефект аморфiзацiї поверхневого шару опромінювання. Вплив складу i валентності атомів на аморфiзацiю. Перевага методу іонної iмплантацiї

Тема 2. Методи одержання плівкових структур.  Метод вакуумного випарування.  Конструкції випарників.  Вакуумні пости. Пiдколпачний простір.  Умови вибору матерiала наваги i випарника. Основні технологiчнi етапи процеса вакуумного напилення. Контроль якiстi плiвкових структур. Вибухове випарування. Достойнiстi i недолiкi термовакуумного напилення

Тема 3. Метод iоно-плазмового напилення. Умова конденсації випаруваних атомів. Тріодна схема iоно-плазмового розпилу. Високочастотний розпил. Реактивний розпил. Магнетронна система розпилу (МСР).
Змістовний модуль 2. Фотолiтографiя. Способи формування топографії на підкладці

Тема 1. Фотолiтографiя. Властивості лiтографiї.  Віди лiтографiї. Контактная лiтографiя. Електронна гiгiєна. Метод  центрофугiровання. Метод пульверiзицiї.  Метод занурювання i полива. Процес сушки. Сумiство i експонування.  Проявлення i дублення фоторезiста. Травлення незахищених структур. Нанесення  захисного покриття. Мехобробка підкладок. Контроль якості підкладок.
Тема 2. Основи товстоплiвкової технології. Толстоплiвкова технологія.  Виготовлення трафарета. Послiдовнiсть операцій виготовлення трафаретів. Підготовка паст. Типи паст. Особливості підгонки толстоплiвкових резисторів. Технологiчнi маршрути виготовлення толстоплiвкових плат. Функціональні пристрої на нових принципах функціонування.
4. Структура навчальної дисципліни

	Назви змістових модулів і тем
	Кількість годин

	
	денна форма

	
	усього 
	у тому числі

	
	
	л
	п
	лаб
	інд
	с.р.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Модуль 1

	Змістовий модуль 1. Достоїнства i недоліки різних методів напилення

	Тема 1. Фiзико-хiмiчнi основи iонної iмплантацiї.
	30
	6
	3
	
	
	21

	Тема 2. Методи одержання плівкових структур.
	30
	6
	3
	
	
	21

	Тема 3. Метод iоно-плазмового напилення.
	30
	6
	3
	
	
	21

	Разом за змістовим модулем 1
	90
	18
	9
	
	
	63

	Змістовий модуль 2. Способи формування топографії на підкладці

	Тема 1. Віди лiтографiї.
	45
	9
	4
	
	
	32

	Тема 2. Основи товстоплiвкової технології
	45
	9
	5
	
	
	31

	Разом за змістовим модулем 2
	90
	18
	9
	
	
	63

	Усього за 1-й семестр
	180
	36
	18
	
	
	126


5. Теми семінарських занять

	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	1
	Семінарські заняття не передбачені навчальним планом
	

	2
	
	

	...
	
	


6. Теми практичних занять
	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	1
	Виготовлення  випарників
	2

	2
	Підготовка мішені та підкладок
	2

	3
	Підготовка підкопаного простору
	2

	4
	Методи оцінки швидкості напилення
	2

	5
	Нанесення резистивної маски
	2

	6
	Аналіз резістограм
	2

	7
	Підготовка зразків для фазового аналізу плівок
	2

	8
	Аналіз дебаеграм
	2

	9
	Одержання зразків у свiжонапиленому для рентгенографiчних і електрономікроскопічних досліджень методом трьохелектродного іоно-плазмомого розпилення
	2


7. Теми лабораторних занять
	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	
	Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом
	


8. Самостійна робота

	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	1
	Схема утворення реального профілю концентрації.
	14

	2
	Ефект аморфiзацiї поверхнього шару опромінювання 
	14

	3
	Вплив складу i валентності атомів на аморфiзацiю
	14

	4
	Метод вакуумного випарування
	14

	5
	Конструкцiї випарникiв
	14

	6
	Вакуумнi пости. Вибухове випарування
	14

	7
	Триодна схема iоно-плазмового розпилу. Магнитронна система розпилу (МСР)
	14

	8
	Підготовка до практичних занять
	14

	9
	Підготовка до поточного контролю
	14

	
	Разом 
	126


9. Індивідуальні завдання

	№

змістового модуля
	Вид завдання, тема
	Кількість

годин

	
	Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом
	

	
	Разом 
	


10. Методи навчання
1. Словесні (лекція, бесіда);

2. Наочні (демонстрація, ілюстрація);

3. Практичні (лабораторна робота, самостійна робота)

11. Методи контролю 
1. практична контрольна перевірка (синтезована – узагальнена перевірка знань, умінь, навичок);
2. Тестовий метод;

3. Підсумковий (екзамен проводиться методом письмової роботи);

5. Державна підсумкова атестація;

12. Розподіл балів, які отримують студенти
	Змістовий модуль 1
	Змістовий модуль 2
	Екзамен
	Сума

	30
	30
	40
	100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

	Сума балів за всі види навчальної діяльності
	Оцінка ECTS
	Оцінка за національною шкалою

	
	
	для екзамену, диференційованого заліку, курсового проекту (роботи), практики, державної атестації
	для заліку

	90 – 100
	А
	відмінно  
	зараховано

	82-89
	В
	добре 
	

	75-81
	С
	
	

	64-74
	D
	задовільно 
	

	60-63
	Е 
	
	

	0-59
	FX
	незадовільно з можливістю повторного складання
	не зараховано з можливістю повторного складання

	
	F*
	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


*-оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії.

13. Методичне забезпечення

1. Презентації лекцій.

2. Опорні конспекти лекцій.


3. Ілюстративний матеріал.


4. Завдання для самостійної роботи.


6. Варіанти контрольних модульних робіт.


7. Комплексні контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу.


8. Методичні рекомендації:

Навчальна та довідкова література

Балюк З.В., Башев В.Ф., Доценко Ф.Ф., Рябцев С.И., Маслов В.В. Методичні рекомендації до практикуму з курсу “Термодинаміка і кінетика фазових перетворень” Методичні рекомендації. Дніпропетровськ РВВ ДНУ 2001, 44 с.

Доценко Ф.Ф., Рябцев С.І., Башев В.Ф. Лабораторний практикум із курсів “Рентге-ноструктурний аналіз” і “Вакуумна техніка” Лабораторний практикум Дніпропетровськ РВВ ДНУ 2001, 24 с.

Башев В.Ф. Рябцев С.И., Доценко Ф.Ф., Балюк З.В., Аніщенко Т.І. Курс лекцій з фізики та матеріалознавства тонких плівок. Навч. посібник. Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2003, 124 с.

14. Рекомендована література
Базова
1. Глэнг М. Технология тонких пленок. М., "Металлургия" - 1970

2. Черняев  В.Н.  Физико-химические  процессы   в   технологии РЭА.-М., "Высшая школа", 1987 - 376 с.

3. Готра З.  Справочник по  технологии  микроэлектронных  устройств. - Львов "Каменяр" , 1986 - 287 с.

4. Реакции и взаимная диффузия в тонких пленках.  - М. "Мир" -1982

5.Технология полупроводниковых приборов и изделий  микроэлектроники. В 10 кн. - М.: Высш.шк. 1990.

6. Физико-химические основы технологии микроэлектроники. Чистяков Ю.Д., Райнова Ю.П.: Учеб.пособ.для ВУЗов по спец. "Констроуирование и производство ЭВА" - М.: Высш.шк. 1986 - 320 с.
Допоміжна
1. Эндерлайн Р.  Микроэлектроника для всех. Введение в мир интегральных микросхем.: Пер. с немец.- М.: Мир, 1989 - 192 с.

2. Вигдорович В.Н.  Химическая термрдинамика. М.: Металлургия, 1973.

15. Інформаційні ресурси
1. Наукова бібліотека ДНУ ім. Олеся Гончара,

    49025, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72

2. Обласна наукова бібліотека,

    49025, м. Дніпропетровськ, вул. Савченко

16. Структура рейтингової системи оцінювання
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Кафедра                   експериментальної фізики та фізики металів
Дисципліна            «Фізика тонких плівок»                             
Академічні групи    КФ-17-м
Навчальний рік       2017 / 2018




                                                                                                   Семестр 2 (екз.)




Елементи контролю за 1,2 змістовими модулями

	Вид контролю
	Кількість завдань
	Кількість балів
	Тиждень подачі або    проведення

	
	
	За одиницю контролю
	Всього
	

	1. Поточне опитування на практичних заняттях
	6

	1

	6

	8

тиждень

	2. Перевірка завдань за темами для самостійного опрацювання 
	6
	2
	12
	8

тиждень

	3. Перевірка виконання самостійної роботи № 1-3
	6
	2
	12
	8

тиждень

	            Всього за змістовим  модулем 1                                 30 балів

	1. Поточне опитування на практичних заняттях
	6

	1

	6

	16

тиждень

	2. Перевірка завдань за темами для самостійного опрацювання 
	6
	2
	12
	16

тиждень 

	3. Перевірка виконання самостійних робіт № 4-7
	6
	2
	12
	16

тиждень

	Всього за змістовим  модулем 2                                 30 балів

	                Разом                                                                            60 балів


Екзамен                                                                                        40 балів
Перескладання: 1 змістовий модуль – 9 тиждень;
                            2 змістовий модуль – 17 тиждень
   Викладач _______________  доц. Рябцев С.І.
Викладач, який проводить практичні заняття _______________ доц. Рябцев С.І.
Викладач, який проводить лабораторні заняття _______________ 
                                                                                ______________

   Затверджено на засіданні кафедри експериментальної фізики та фізики металів 
   протокол __12___  від ____15.05_________2017 р.

 Завідувач кафедри ___________________ проф. Башев В.Ф.
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